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光学顕微鏡では困難な微小構造物の観察を行えます。光学顕微鏡とは異なり焦点深

度が深いので立体的な観察が行えます。また、本装置では元素分析装置によるサンプ

ル表面の組成解析が行えます。解析は点分析から、線分析、面分析まで行えます。

組成解析には分光光度計でも行えます。組成解析をご用命の際には、測定目的に合

わせたご提案を致します。

微小構造物の観察・元素分析

5 nm

×8～300,000

1 pA ~～0.3 mA

0.5 ～ 20 kV

2.5 インチ


